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BBAR 1000-2500 nm (Infrasil),
Monitorsubstrat: Suprasil

8 Schichten TiO,/SIO,
Gesamtdicke: 826 nm,

Forschungsziel und Arbeitspakete
Entwicklung und Optimierung fortschrittlicher
ionengestutzter Beschichtungsverfahren (IAD):

* Prozessanpassung an Beschichtungsmaterialien
» Optimierung der lonenquellenparameter ——
 Realisierung komplexer Schichtsysteme (z. B. MIR) @Oh
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Wirtschaftliche Bedeutung fur KMU's i s

« branchenibergreifender Forschungsansatz, der -
nahezu die gesamte Wertschdpfungskette umfasst ;

» Generationswechsel von den konventionellen
Beschichtungsverfahren zu modernen lonen-
prozessen fir gesteigerte Qualitatsanforderungen SN IR N
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Forschungsergebnisse i
Schichten und Schichtsysteme, die konventionellen )
Produkten (e-beam Prozess) liberlegen sind: .
» mechanische und thermische Stabilitat (shift-frei) o
* keine messbare Absorption durch Wasserbanden ’ '
« keine Vakuum—sLuft-shift (prazise Prozesskontrolle) R
Umsetzung der Ergebnisse s /f masum
« flexibler Prozess (keine Aufheiz- und Abkihlphasen, N o oo
Beschichtung temperaturempfindlicher Substrate) - =
« einfach in bestehende Prozesskonzepte integrierbar
« schnelle Ubertragbarkeit der entwickelten Prozess- v
A fum)

konzepte in die industrielle Fertigung
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